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第 3 章では， タングステン光電陰極実験による高輝度電子ビームの生成について述べている o 具体的には， タング
ステン光電陰極を持つ RF電子銃によって電子ビームを発生させ，電流密度 1 kA/crrf，規格化エミッタンス7.6πmm ・





























子陰極を持つ RF 電子銃が有効であることを明らかにするとともに，その電子ビームを用いる SASEX 線自由電子レー
ザーについて新しい提案をおこなっている o また，種々の光電子陰極材料の特性評価や陰極へのレーザー照射条件に
関しても多くの新しい知見を得ており， レーザー工学ならびに加速器工学の発展に寄与するところが大きい。よって
本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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